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1. 研究背景 

 再生可能エネルギーにより生じた余剰電力

を水素に変換して貯蔵する取り組みである

Power-to-Gasにおいて，水の電気分解に替わる

新しい水素生成法が必要とされている．これを

受けて本研究ではパルスパワー技術を用いた

水素生成法の開発を行っている．これまでパル

ス放電プラズマを水表面に照射する気液界面

放電にて水素生成特性の調査を行い，水素が生

成されることを確認したが，効率的な水素生成

や反応経路の解明には至ってない．本発表では

原料となる水を水蒸気という形で供給した場

合の水素生成特性について調査した結果を報

告する． 
 

2. 実験方法 

 図1に実験装置の概略図を示す．電極形状を

同軸円筒状電極とし，水蒸気を含ませたアルゴ

ンガスを流した状態でパルス電圧を印加し放

電プラズマを生成させる水蒸気中放電を行っ

た．水素生成濃度は，手動ガスサンプラーによ

り採取した排出ガス1 mLを，ガスクロマトグラ

フ(SHIMADZU, GC-8A)にて定量分析すること

で測定した．電源には印加電圧パルス幅が20 ns

の高電圧パルス電源 ( 末松電子製作所 , 

PPM1000S-1KESP)を使用した． 

 

 

 
 

3. 実験結果および考察 

 図2には印加電圧20 kV，繰り返し数100 ppsの

条件で放電を行い，管内に流すアルゴンガスの

流量を変化させたときの水素生成特性を測定

した結果を示す．先行研究における気液界面放

電での水素生成濃度と，図2の水素生成濃度を

比較すると水蒸気中放電では水素生成量の増

加が見られた．これにより原料である水を水蒸

気という形でプラズマに接触させることは水

素生成において有効である事が分かる．また，

図2より管内のアルゴンガス流量の減少に伴う

水素生成濃度の増加が見られる．これは一般に

同じ気圧下において流量と流速は比例関係に

あることから，流速が小さいほどより多くの水

分子が放電プラズマに接触し解離反応が進む

ためと考えられる． 

 以上，水蒸気とパルス放電プラズマを接触さ

せたときの水素生成特性について調査を行い，

水を蒸気として供給することの有用性が示さ

れた．本研究にて開発を進めている水蒸気中放

電を用いた水素生成手法により，水素製造装置

の小型化や可搬化が期待される． 図 1 実験装置 

図 2 水蒸気中放電での水素生成特性 
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